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Spektralny pirometr automatyczny
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Przedmiotem wynalazku jest spektralny piromter z
automatyczna kontrola cechowania, pozwalajacy na do-
konywanie ciaglego pomiaru temperatur w zakresie od
500°C do 5000°C w oparcin o rejestrowzne w waskim
zakresie spektralnym natezenie promieniowania bada-
nego ciala.

Znane s3 pirometry optyczne z ciagla rejestracja tem-
peratury oparte gléwnie ma: rejestracji promieniowania
catkowitego badanego ociala, rejestracji promieniowania
w mniezbyt szerokim zakresie spektralnym (pirometry
jednobarwne) oraz rejestracji promieniowania w dwoch
zakresach dtugoéci fal (pirometry dwubarwne).

Pirometry promieniowania catkowitego, w ktérych
pomiar temperatury sprowadza si¢ do poréwnywania
natezenia promieniowania calkowitego badanego ciala
z promieniowaniem catkowitym iciata doskonale czarne-
go, odznaczaja si¢ prostota konstrukcji, nieduzymi wy-
miarami i niezawodnoécia dziatania. Jednak dokladnosé
pomiaréw jest niezbyt wysoka dla cial, ktérych wspol-
czynnik emisyjnofci E, zalezy od dtugosei fali A. Lep-
sza dokladno$¢ pomiaréw temperatury mozna uzyskac
przy pomocy pirometréw jednobarwnych. Jednak naj-
czgdciej stosowane pirometry jednobarwne wymagaja
bardzo stabilnie $wiecacego w trakoie pomiaréw wzor-
cowego zrodia §wiatla o stalej temperaturze, co stwarza
dodatkowe trudnosci.

W pirometrach dwubarwnych, przy pomocy ktérych
temperatura okre§lana jest z por6wnania natezefi pro-
mieniowania badanego ciata w dwoch zakresach spekt-
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ralnych, w trakcie pomiaréw wzorcowe zrédlo pro-
mieniowania jest zbedne. Lecz z kolei nmiezbedne sa
wysoce stabilne dwa mejestratory promieniowania o
jednakowych charakterystykach.

Celem wynalazku jest usunigcie niedogodmoéci do-
tychczasowych urzadze pomiarowych poprzez ciagly
pomiar temperatur ciat statych i plynnych 2 automaty-
czna kontrola cechowania.

Zadaniem wynalazku jest opracowanie ukladu po-
miaTowego opaTtego na uproszczonym przyrzadzie spekt-
ralnym, polaczonym z fotoelementem, kompensatorem
piszacym i wzorcowym zrodlem $wiatla, przeznaczo-
nego do osiagnigcia powyzszego celu. Wydzielone pro-
mieniowanie rejestruje si¢ przy pomocy wysoce stabil-
nego fotoelementu, polaczonego z kompensatorem pi-
szacym, umozliwiajacym ciagly zapis temperatury.

Przyrzad cechuje si¢ przy pomocy wzorcowego Zrédia
$wiatla np. wstegowej lampy wolframowej. Automatycz-
ne wlaczanie si¢ w rownych odstepach czasowych ukta-
du cechujacego ze zwrotnie dzialajacym przelacznikiem
kompensacyjnym, samoczynnie niwelujacym jakiekolwiek
zmiany w czulo$ci przyrzadu, umozliwia prowadzenie
pomiaréw temperatur ze stata, wysoka dokladnoscia.
Spektralny pirometr automatyczny umozliwia pomiar
temperatur wyzszych iod temperatury wzoncowego zrédia
$wiatla np. wstegowej lampy wolframowej. Automatycz-
liny wyjéciowej przyrzadu spektralnego, przy czym
zmiana efektywnej wysokoéci szczeliny polaczona jest
ze zmiang skali kompensatora piszacego.
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Pirometr przecechowany dla temperatur w zakresie
np. 1500+-2500°C poprzez zmniejszenie efektywnej wy-
sokosci szczeliny wyjsciowej dokladnie N-razy, po
uwzglednieniu rozkiadu Plancka, bedzie przystosowany
do mowego zakresu temperatur. Zakres zmian wspol-
czynnika N ograniczony jest gtéwnie maksymalng wy-
sokodcia szczeliny wyjsciowej i koniecznoscia pracy
fotoelementu w przedziale liniowej charakterystyki.

Cel ten zostal osiagniety przez wykonanie spektralnego
pirometru posiadajacego fotoelement polaczony elektry-

oznie z kompensatorem piszacym i z przelacznikiem 1 satorem piszacym 10.

kompensujacym, ktéry polaczony jest mechanicznie ze Potencjometr kompensujacy W przelaczniku kompen-
§ruba miknometryczng i elektrycznie z zasilaczem sta- sujacym 12 ma za. zadanie automatyczne niwelowanie
bilizowanym zasilajgcym lampe Wwstegowa oraz z zasi- odchylei wskazan pirometru od wzorcowych, wediug
laczem elektromagnesu, ktory z kolei polaczony jest 15 ktérych wykonano skale 11 w kompensatorze piszacym
z lustgem -m'Lchomym, PrZy czym pokretlo skali 'ko\: 3 10. Skale te sa wykonane dla kilku zakreséw pomiaru
pensatora piszacego polaczone jest z Pukmtlem dia- temperatur. Ustawienie odpowiedniej skali 11 dokonuje
fragmy oraz z p okrg?lem lamp Y YVZ’OTCOWCJ. . . si¢ przy pomocy pokretla 18, polaczonego mechanicznie

Wynalazek zostanie blizej objasniony na przyktadzie (linia przerywana z podwojna strzatka) z pokretlem
wyk_onmia preedstawionym na rysunku, na. ‘ka().rym 20 diafragmy 8, ustalajacej efektywna wysokos$¢ szczeliny
1 oznacza ‘l.u-stro Truchm:ne, 2 .so.czewkg umozliwiajaca wyjéciowej 5. Pokretlo 18 jest réwniez potaczome (linia
projektowanie na szczeling v‘/e]écwwq 3' uprosz_;czonago przerywana z potrdjng strzatks) z pokretlem 17, asta-
prz y‘ruy'iu spektralnego 4. éwwcax:; powierzchnia b?'da' lajacym okreS§long wantoé¢ natezenia pradu w lampie
80 ciala P .‘hlb pf’wmq WZDIa0mCEO Zr'odla wzorcowe] 14. Zmiana wartoSci pradu plynacego przez
Swiatha np. powierzchnia wstegi lampy wolframowej 14. 25 lampe wazorcowa 14 wiaze sie ze zmiana zakresu po-

Zmiana polozenia lustra ruchomego 1 iodbywa sie miarow temperatur.
przy pomocy elektnomagnesu 16, zasilanego z zasilacza
stabilizowanego 13. Prad do elektromagnesu moze byé¢
zalaczany recznie przy pomocy przycisku 15 lub auto-
fnaiyczn@e przy pomocy Iﬂzﬁﬂqcznika konwpensujace- 2 Zastrzezenie patentowe
go 12.

Uproszczony przyrzad spektralny 4 stanowi nieru- Spektralny pirometr automatyczny zawierajacy upro-
chomy pryzmat ze szczelina wejéciowa 3 1 szczelina szczony przyrzad spektralny, zmamienny tym, Ze po-
wyjsciowa 5 wydzielajgca waski zakres widmowy pa- siada fotoelement (9) polaczony elektrycznie z kom-
dajacego promieniowania. Szerokoéé szczeliny wejsciowej pensatorem piszacym (10) i z przefacznikiem kompen-
3 tegulowana jest przy pomocy éruby mikrometrycznej 35 sujacym (12), ktéry polaczony jest mechanicznie ze
6, a szeroko$é szczeliny wyijsciowej 5 — przy pomocy $ruba mikrometryczna (7) i elektrycznie z zasilaczem
$ruby mikrometrycznej 7. Po przejéciu szczeliny wyj- stabilizowanym (13) zasilajacym lampe wstegowa (14)
Sciowej 5 promieniowanie pada na fotoelement 9, z praz z zasilaczem elektromagnesu (16), ktory z kolei
ktorego sygnal elektryczny podawany jest kablem kon- polaczony jest z lustrem ruchomym (1), przy czym
centrycznym na kompensator piszacy 10. 40 pokretlo (18) skali (11) kompensatora piszacego (10)

Wzorcowa wstggowa lampa wolframowa 14 podlaczo- polaczone jest z pokretlem diafragmy (8) oraz z pok-
na jest do zasilacza stabilizowanego 13, ktory moze byé rettem (17) lampy wzorcowej (14).

‘Errata
W lamie 2, w wierszu 26 od gory
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sterowany recznie lub automatyoznie przy pomocy
przelacznika kompensujacego 12. Przelacznik kompen-
sujacy 12 zalacza zasilacz stabilizowany 13 i réwno-
czesnie zalacza zasilanie elektromagnesu 16. W prze-
laczniku kompensujagcym 12 znajduje si¢ czasownik,
ktory po okreslonym czasie, niezbednym dla ustalenia
si¢ stacjonarnych parametrow temperaturowych wstegi
lampy wzorcowej 14 zalacza potencjometr kompensuja-
cy, polaczony mechanicznie z pokrettem 7 (linia prze-
rywana z pojedyncza strzalka) i elektrycznie z kompen-

jest: Swiatta np. wstegowej lampy wolframowej. Automatycz-
powinno byé¢: $wiatla poprzez zastosowanie zmiennej wysokosci

Szcze-
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